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【本研究のポイント】 

ᴴ ∞ ֪׃ ᶍ ᶞᶱ ᵸᶪᴲḉḇḻ ḘḲᶻḨ֩לᴑᴃᴚ֪ׅ׳ ֪ׄḒḖ᷿ᴻḐ ׅ֪ᶍְ

ᶊ ᴳְ

ᴴׂאëᶍ דּ ♪ḟḵḃḁᶆᴲḒḖ᷿ᴻḐᶍ ᶱ ᴳְ

ᴴ ᵴ ᴢᴡְ֩ג׀׃ ∞ ᶊ ֪ᶍ ᶆᴲׅ׳ᴑᴃᴚל ᶱ ᴳְ

 

 

【研究概要】ְ
ְ

ְ שׁ ᴴ᷿ḁḎḨ ᶍ ְ ְ

ᶨᶍ ᷅ḳᴻḟᶎᴲ ♪ḟḵḃḁᶊᶧᶩ ëᶇᵣᵥׂא ᶆᴲדּ ∞ ᶍ

ᶞᶱ ᵸᶪᴲḉḇḻ ḘḲᶻḨ֩לᴑᴃᴚ֪ׅ׳ḒḖ᷿ᴻḐᶍ ᶊ ᵶᶝᵶᵾᴳᵴᶨᶊᴲ

ḒḖ᷿ᴻḐ׃ ᶆᶍ ᶍ ᶱלּ ᶂᵾᶇᵲᶬᴲ ᶎ ∞ ᶊ

ᵸᶪ ᵴ ᴢᴡְג׀׃ ᶍ ᶝᶆ┐ ᵴᶫᶪᵲᶇᶱ ᵶᶝᵶᵾᴳ ᵴᶫᵾ

∞ ᶍ ᶎᴲ֪׆ ᶇᵶᶅᶎ ᶡ ᵣ ᶆᵡᶩᴲ ᶊᵩᵰᶪ

│ ᶍ ᶣḏḘᶹḁᶍ ᶊטּ ᶉ ᶱ ᵧᶪᶡᶍᶇ ᵴᶫᶝᵸᴳְ

ᶎᴲׂׅׄׄוֹ ׄ ׆׃ שּ ᵆכᴔᴪᴑᴢᴓᴕᴔְ

ᴑᴨᴕᴦᴚᴑᴠᴧᵇᶿḻḱᶹḻתᴠᴕᴓᴨᴦᴣᴢᴚᴓְן ᶊ ᵴᶫᶝᵶᵾᴳְ

究極な薄さの強誘電体原子膜の合成に成功 
～60℃の低温水溶液プロセスで実現、デバイスの小型化にむけて期待～
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⅓֪א ꞌ ְֹ

ḟḵᴻḞᶱ ᵣᵾ ᶍ╗ ᴳ ᶱ ᶨᵺᵾ ᶱ ᵣᶅᴲ

ᶍ ᶱᶉᵽᶪᶧᵥᶊ ᵪᵶᶅ ᶱ ᵸᶪᶇᶇᶡᶊᴲ ᶍ ᶍ

ᶱ ᶪᵾᶠᶊ ᵴᶫᶪᴳְ

ְ

ְ

【論文情報】 

ᴑᴨᴕᴦᴚᴑᴠᴧְתᴠᴕᴓᴨᴦᴣᴢᴚᴓְןᴔᴪᴑᴢᴓᴕᴔְכֹ

ḇ ᶹ Ḑ ḳ ֹ ᴣᴠᴕᴓᴩᴠᴑᴦᴠᴭְת ᴃᴘᴚᴢְ ְׅ׳ᴑᴃᴚל ᴑᴢᴣᴧᴘᴕᴕᴨᴧְײ ᴫᴚᴨᴘְ ᴂᴨᴑᴒᴠᴕְ

ᴕᴦᴦᴣᴕᴠᴕᴓᴨᴦᴚᴓְᴁᴕᴧᴤᴣᴢᴧᴕְנ

ᴑᴗᴚᴫᴑᴦᴑְֺעᴑᴮᴩᴝᴚְקֹ שׁ ╪ ְ־ּ ᴭᴩᴢְֺלᴑᴡְײᴚְקְ שׁ

╪ ְ־ְּ ְ ᴂᴘᴩְתᴣᴦᴚᴨᴑְֺ שׁ ╪ ᴚᴧᴩᴝᴕְᴈᴑᴡᴑᴡᴣᴨᴣְןְ־ּ ְ ֺ שׁ

ְ־ּ ᴣᴒᴑᴭᴑᴧᴘᴚְקᴑᴝᴣᴨᴣְתְ ְ ֺ שׁ ᴚᴩְֺשᴇᴚᴑᴣᴭᴑᴢְְ־ּ שּ ╪ᴴ

שּ ╪ᴴ ְ־ּ ᴧᴑᴔᴑְֺ׳ᴚᴢᴣᴦᴩְתְ שׁ ְּ ְ ְ ְ ְ ְ ְ ְ ְ

ְדׅׄ׃ׂׂׄׄׄ׀ᴑᴕᴠᴡׁׂׂׄ׃׀ׂ׃ הפ׳מ
ᴄᴁהש ᴘᴨᴨᴤᴧׁׁהᴣᴢᴠᴚᴢᴕᴠᴚᴒᴦᴑᴦᴭ׀ᴫᴚᴠᴕᴭ׀ᴓᴣᴡׁᴔᴣᴚׁׁׂׂׄ׃׀ׂ׃ᴑᴕᴠᴡְדׅׄ׃ׂׂׄׄׄ׀

 


